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(57)【要約】
【課題】低コストでセメントキルン排ガスから効率よく
水銀を回収する。
【解決手段】セメントキルン排ガスから回収したダスト
Ｄ１を加熱し、ダストＤ１に含まれる水銀を揮発させる
外熱キルン２と、外熱キルン２から排出された揮発水銀
を含むガスＧ１を、水銀含有ガスＧ２と水銀除去ダスト
Ｄ３とに分離するフィルタ式固気分離装置４と、分離さ
れた水銀含有ガスＧ２に含まれる揮発水銀を回収する活
性炭吸着塔７とを備え、フィルタ式固気分離装置４のフ
ィルタ４ｂを加熱するセメントキルン排ガスの処理装置
１。フィルタ４ｂを支持するリテーナ４ｃを電気ヒータ
とすることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セメントキルン排ガスから回収したダストを加熱し、該ダストに含まれる水銀を揮発さ
せる加熱装置と、
　該加熱装置から排出された揮発水銀を含むガスを、水銀含有ガスと水銀除去ダストとに
分離するフィルタ式固気分離装置と、
  該分離された水銀含有ガスに含まれる揮発水銀を回収する水銀回収装置とを備え、
　前記フィルタ式固気分離装置のフィルタを加熱することを特徴とするセメントキルン排
ガスの処理装置。
【請求項２】
　前記フィルタを支持するリテーナを電気ヒータとしたことを特徴とする請求項１に記載
のセメントキルン排ガスの処理装置。
【請求項３】
　前記加熱装置は、外熱キルン又はＵターンキルンであることを特徴とする請求項１又は
２に記載のセメントキルン排ガスの処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セメントキルンから排出される燃焼排ガスから水銀を回収する装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　セメントの主原料である石灰石等の天然原料や、フライアッシュ等のリサイクル資源に
水銀が含まれているため、セメントキルンの排ガスには、極微量の金属水銀（Ｈｇ）が含
まれる。セメントキルン排ガス中の水銀が増加すると、大気汚染の原因となる虞があると
共に、フライアッシュ等のリサイクル資源利用拡大の阻害要因となる虞もある。
【０００３】
　そこで、特許文献１には、図３に示すように、空気Ａ２を加熱する熱風炉１２と、熱風
炉１２から排出されたガスＧ４に、セメントキルン排ガスに含まれる、水銀を含むキルン
ダストＤ４を投入する抽気ダクト１３と、キルンダストＤ４を含む水銀含有ガスＧ５を集
塵して水銀含有ガスＧ６と水銀除去ダストＤ５とに分離するサイクロン１４と、サイクロ
ン１４から排出された水銀含有ガスＧ６を集塵して水銀含有ガスＧ７と水銀除去ダストＤ
６とに分離するバグフィルタ１５と、バグフィルタ１５から排出された水銀含有ガスＧ７
から熱回収するユングストローム型熱交換器１６と、ユングストローム型熱交換器１６か
らファン１７を介して供給される水銀含有ガスＧ８に含まれる水銀を回収する活性炭吸着
塔１９と、ユングストローム型熱交換器１６で生じた熱を熱風炉１２に供給するファン１
８とを備えるセメントキルン排ガスの処理装置１１が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－８８７７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に記載の処理装置によれば、セメントキルン排ガスに含まれる水銀を効
率よく回収することができる。しかし、キルンダストＤ４を加熱したガスＧ４によってキ
ルンダストＤ４や水銀含有ガスＧ５を搬送するため、加熱に必要なガス量の１０倍以上の
ガス量が必要となる。そのため、ユングストローム型熱交換器１６での水銀含有ガスＧ７
と空気Ａ３との熱交換効率が低下すると共に、抽気ダクト１３、サイクロン１４やバグフ
ィルタ１５等の固気分離装置、活性炭吸着塔１９等の関連設備も大型化せざるを得ず、設
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備コスト及び運転コストが高くなるという問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記従来技術における問題点に鑑みてなされたものであって、低コ
ストでセメントキルン排ガスから効率よく水銀を回収することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明のセメントキルン排ガスの処理装置は、セメントキル
ン排ガスから回収したダストを加熱し、該ダストに含まれる水銀を揮発させる加熱装置と
、該加熱装置から排出された揮発水銀を含むガスを、水銀含有ガスと水銀除去ダストとに
分離するフィルタ式固気分離装置と、該分離された水銀含有ガスに含まれる揮発水銀を回
収する水銀回収装置とを備え、前記フィルタ式固気分離装置のフィルタを加熱することを
特徴とする。
【０００８】
　本発明に係るセメントキルン排ガスの処理装置によれば、フィルタ式固気分離装置のフ
ィルタを加熱することで、固気分離装置においても加熱装置から排出された揮発水銀を含
むガスを加熱することができる。これによって、加熱装置へ供給するガス量を少なくする
ことで、ダストに含まれる水銀の揮発に要する熱量が不足する虞がある場合でも、熱量不
足を固気分離装置で補うことができ、セメントキルン排ガスから効率よく水銀を回収する
ことができる。
【０００９】
　上記セメントキルン排ガスの処理装置において、前記フィルタを支持するリテーナを電
気ヒータとすることができ、これにより、簡易な構成によってフィルタを加熱することが
できる。
【００１０】
　また、前記加熱装置を外熱キルン又はＵターンキルンとすることができる。これらの間
接加熱式のキルンを用いることで、加熱装置から排出されるガス量を少なくすることがで
き、関連設備の小型化が可能となる。また、セメントキルン排ガスから回収したダストと
加熱媒体との接触により加熱媒体に水銀が含まれることを防止して排ガス処理設備を簡易
なものとすることができる。また、ダストを均一に加熱することができるため、ダストに
含まれる水銀を効率よく揮発させることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　以上のように、本発明によれば、低コストでセメントキルン排ガスから効率よく水銀を
回収することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係るセメントキルン排ガスの処理装置の一実施の形態を示す全体構成図
である。
【図２】図１のセメントキルン排ガスの処理装置を構成するバグフィルタのフィルタ及び
リテーナを示す断面図である。
【図３】従来のセメントキルン排ガスの処理装置の一例を示す全体構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
  図１は、本発明に係るセメントキルン排ガスの処理装置の一実施の形態を示し、この処
理装置１は、セメントキルン排ガスに含まれる、水銀を含むキルンダストＤ１及び空気Ａ
１が供給され、キルンダストＤ１を加熱して水銀含有ガスＧ１と水銀除去ダストＤ２とに
分離する外熱キルン２と、外熱キルン２に熱風Ｈ１を供給する熱風炉３と、外熱キルン２
から排出される水銀含有ガスＧ１を集塵して水銀含有ガスＧ２と水銀除去ダストＤ３とに
分離するバグフィルタ４と、バグフィルタ４から排出された水銀含有ガスＧ２に冷却用空
気Ｃを導入する冷風取入部５と、ファン６を介して供給された水銀含有ガスＧ２から水銀
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を回収する活性炭吸着塔７とを備える。
【００１４】
  加熱装置としての外熱キルン２は、回転式のキルンであって、キルンを囲繞するジャケ
ット（不図示）に、熱風炉３から熱風Ｈ１が供給されてキルン内部が加熱される。熱風炉
３からの熱風Ｈ１は高温空気でも、燃焼ガスであってもよい。一方、外熱キルン２にキル
ンダストＤ１が供給され、外熱キルン２の内部で加熱される。
【００１５】
　上述のような外熱キルン２に代えてＵターンキルンを用いることもできる。Ｕターンキ
ルンは、水平軸の周りに緩やかに回転する円筒と、傾斜する案内羽根を有する仕切壁とを
備え、粉粒体の内筒内充填率（ホールドアップ）を従来の１０％以下から３０％～４０％
と高めて上記円筒を小型化したものである。
【００１６】
　加熱装置としての熱風炉３は、外熱キルン２に熱風Ｈ１を吹き込むために備えられる。
熱風Ｈ１によってキルンダストＤ１を加熱してキルンダストＤ１中の水銀を揮発させる。
【００１７】
　バグフィルタ４は、９００℃程度までの耐熱性を有し、複数の棒状のセラミック管から
なるフィルタを備え、図２に示すように、各々のフィルタ４ｂは、架台４ａにリテーナ４
ｃによって支持される。リテーナ４ｃは電気ヒータとしての機能も備え、フィルタ４ｂを
加熱することで高温での固気分離を可能としている。
【００１８】
　尚、バグフィルタ４には、フィルタとしてハニカムセル化した棒状のセラミック管を複
数配列したものや、シート状のセラミックフィルタを備えたものを用いることもでき、こ
の場合でもフィルタを加熱することで高温での固気分離が可能となる。
【００１９】
　水銀回収装置としての活性炭吸着塔７は、ファン６によって導入された水銀含有ガスＧ
２中の水銀を回収するために備えられる。ここで、冷風取入部５から導入された冷却用空
気Ｃによって水銀含有ガスＧ２の温度を活性炭に通ガス可能な温度（例えば１００℃程度
）まで低下させる。活性炭吸着塔７で使用される活性炭としては、市販の活性炭の中で、
水銀回収能力に特に優れる活性炭を選定することが望ましい。具体的には、水銀吸着用と
して調整された硫黄添着処理が施されている活性炭が好適である。
【００２０】
  次に、上記構成を有するセメントキルン排ガス処理装置１の動作について、図１及び図
２を参照しながら説明する。
【００２１】
　キルンダストＤ１及び空気Ａ１を外熱キルン２に同時に供給する。また、外熱キルン２
に熱風炉３から熱風Ｈ１を供給し、熱風Ｈ１によってキルンダストＤ１を３８０～５００
℃に間接加熱し、キルンダストＤ１に含まれる水銀を揮発させる。外熱キルン２から排出
される水銀含有ガスＧ１はバグフィルタ４に供給し、水銀除去ダストＤ２はセメント原料
等に利用する。キルンダストＤ１を加熱した後の熱風Ｈ２は、適切な排ガス処理をした後
大気に放出する。
【００２２】
　バグフィルタ４において、水銀含有ガスＧ１を水銀含有ガスＧ２と水銀除去ダストＤ３
とに分離して水銀除去ダストＤ３を回収し、セメント原料等として利用する。この際、バ
グフィルタ４のリテーナ４ｃに通電してフィルタ４ｂを加熱し、キルンダストＤ１に含ま
れる水銀の揮発に要する熱量の不足を補う。３５０～４５０℃の水銀含有ガスＧ２は、冷
風取入部５から取り入れた冷却用空気Ｃによって１００℃程度まで冷却し、ファン６を介
して活性炭吸着塔７に供給する。活性炭吸着塔７において水銀含有ガスＧ２中の水銀を回
収し、回収後の排ガスＧ３を適切な排ガス処理をした後大気に放出する。
【００２３】
　以上のように、本実施の形態では、外熱キルン２やＵターンキルンを用いてキルンへの
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再付着するような場合でも、バグフィルタ４のフィルタ４ｂを加熱することで、ダストが
フィルタ４ｂに付着している間に水銀が加熱されて気化するため、熱量不足を補うことが
でき、低コストでセメントキルン排ガスから効率よく水銀を回収することが可能となる。
【００２４】
　尚、上記実施の形態では、加熱装置として外熱キルン２等を用いているが、キルンダス
トＤ１を加熱し、キルンダストＤ１に含まれる水銀を揮発させることができるものであれ
ば、他の形式のキルンであってもよく、直接加熱式の加熱装置を用いることもできる。
【００２５】
　また、バグフィルタ４のフィルタ４ｂを加熱する熱源は、電気ヒータとして機能するリ
テーナ４ｃ以外のものを用いてもよく、バグフィルタ４の構造によって種々変更すること
ができる。
【００２６】
　さらに、外熱キルン２に空気Ａ１を供給したが、セメントキルンに付設されるクリンカ
クーラからの排ガスを外熱キルン２に供給してキルンダストＤ１の間接加熱に利用しても
よい。
【００２７】
　また、水銀回収装置として活性炭吸着塔７を用いたが、活性コークス等を用いた装置や
、吸着剤により水銀を吸着除去するガス吸着装置等を使用することもできる。
【００２８】
　さらに、冷風取入部５からの冷却用空気Ｃで水銀含有ガスＧ２を冷却したが、水銀含有
ガスＧ２を熱交換器に通すことで、水銀含有ガスＧ２から熱を回収しながらその温度を低
下させることもできる。
【符号の説明】
【００２９】
１　セメントキルン排ガス処理装置
２  外熱キルン
３　熱風炉
４　バグフィルタ
４ａ　架台
４ｂ　フィルタ
４ｃ  リテーナ
５　冷風取入部
６　ファン
７　活性炭吸着塔
Ａ１　空気
Ｃ　冷却用空気
Ｄ１　キルンダスト
Ｄ２、Ｄ３  水銀除去ダスト
Ｇ１、Ｇ２　水銀含有ガス
Ｇ３　排ガス
Ｈ１～Ｈ２　熱風
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【図２】
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